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(57) Die Erf indung bezieht sich auf die Gestaltung von 
Arbeitsstationen, vorzugsweise bei der Herstellung von 
Halbleiterbauelementen, in denen in Vakuumkammern 
Halbloiterscheiben mittels Vakuurnspanntischen 
festgehalten warden. Gemafi der Erf indung 1st unter einer 
als Vakuumspanntlsch dienenden Heizplatte eine 
Hiifskammer angeordnet, in der HubstoBel senkrecht 
beweglich angeordnet sind, die durch Durchgangsbohrung 
durch die Heizplatte hindurchtreten und die der 
Gbernahme und der Ablage der Holbleiterscheibe dienen. 
Da die Hiifskammer den einzigen VakuumanschluS der 

nchtung besitzt, wird fiber die Durchgangsbohrungen 
die Vakuumkammer evakuiert. Eine Abdichtung der 
Hiifskammer zur AuBenatmosphare erfolgt fiber einen 
Faltenbalg. Figur 
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Patentanspruch: 

1 , Vorrichtung zur Handhabung von Halbleiterscheiben In Vakuumeinrichtungen mlt einem 
Grundgestell, an dam eine Heizplatte waagerecht angeoi dnet ist, die als Vakuumspannplatte 
ausgablldet ist, und an dem eine Soiltransportvorrichtung sowle eine AbschlulJhaube flber die 
Helzplatte senkbar angelenkt sind, wobei die Heizplatte Durchgangsbohrungen aufwelst, in denen 
senkrecht bewegliche Hubst6Bel zum Obernehmen der Halbleiterscheibe von der 
Seiltransporteinrichtung sowie zum Anheben und Absenken derselben angeordnet sind, dadurch 
gekennzelchnet, daB eine Hilfskammer (4) unter der Heizplatte (2) luftdicht an dlese angeschlossen 
ist die an der Unterselte eine Gffnung (6) aufwelst, daS in dieser 6ffnung (5) eine senkrechte 
Hubstange (6) Iflngsbewegllch angeordnet 1st, die an Ihrem oberen Ende eine StdBelaufnahme (7) 
trfigt, auf der mindestens drei senkrecht stehende St6(Sel (8) befestlgt sind, daS zwlschen der 
Unterselte der StdBelaufnahme (7) und der Hilfskammer (4) Im Bereich Ihrer unteren Offnung (5) eln 
Faltenbalg (10) dichtend angeordnet Ist und daS nur die Hilfskammer (4) eine Verbindung (1 1) zu 
einer Vakuumquelle besltzt. . 

2. Vorrichtung gem8B Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet daS die StSSelaufnahme (7) Gber eln 
Blattfedergolenk (12) mit der Hilfskammer (4) verbunden Ist 

Hlerzu 1 SeiteZelchnung 


Anwendungageblet der Erf Indung 

Die Erfindung kann auf all den Gebleten der Technik angewandt warden, wo f Ifichenfd-mlge WerkstQcke gespannt warden 
8ollen. Inabesondere kann ale zum Vakuumspannen in Niederdruckanlagen elngeseut werden. Derartlge Anlegen flnden im 
HerrtellungsprozeB von Halbleiterbauelementen Verwendung. 


Charekterlstlk dee bekannten Standee der Technik 

Ea Ut bekannt, Halbleiterscheiben in Vakuumatationen mittela eine8 Seiltransportea einzubringen. Dazu ist die 
Trenaportvorrichtung nach auBen achwenkbar gestaltet und ateht rr .1 SaugstdBeln in Wirkungaverblndung, so daB dieae die 
Helbleiterachelbe In der Arbeitaatation anheben und durch Anaaugen arretieren. 

Die SaugstdBel sind in Durchgangsbohrungen in einer Heizplatte, auf die die Halbleiterscheibe abgelegt werden soil und die als 
Vakuumspannplatte ausgebildet 1st, ISngsbeweglich angeordnet. 

Somlt kann der Seiltransport nach Ubernahme der Halbleitorschelbe durch die SaugstdBel nach auBen geschwenkt werden. 
AnschlieQend aenken die SaugstdBel die Halbleiterscheibe auf die Heizplatte ab. Auf der wird die Scheibe mittela Vakuum 
festgespannt. Damit wird die Saugfunktion der SaugstdBel ausgeschaltet, und diese werden in die Ebene der Heizplatte versenkt. 
Eine AbschluBhaube 1st an dem Grundgestell, an dam alle Elemente zumindeat mittelbar bef estigt sind, senkbar angelenkt un i 
wird schlieBlich auf dio Heizplatte gesenkt und verschlieBt diese dichtend, so daB In der damit entatandenen Kammer ein 
Vakuum erzeugt werden kann und die vorgesehenen ProzeBschritte du rchgefQhrt werden kdnnen. 

Nachtellig ist be! einer derartlgen Ldsung, daB die StdBeldurchfQhrungen durch ihren Bewegungaapalt eine Verbindung zum 
fiuBeren Luftdruck darstellen. Ist nunmehr die Heizplatte mit Spannvakuum buaufschlagt und die Vakuumkammer wird 
evakuiert, kann durch diesen Bewegungsspalt Luft zwlschen die Halbleiterscheibe und die Heizplatte gel angen. Dam It er.tsteht in 
diesem Zwischenraum ein hdherer Druck, als er in der Vakuumkammer herrscht, und die Scheibe neigt zu einer gleitenden 
Lageverfinderung, einem sogenannten Wegschwlmmen. Eine solche Lageverfinderung muB jedoch vermleden werden, da die 
Lage der Scheibe bel geschlossener Vakuumkammer in der Regel nicht mehr visuell kontroiliert werden kann. 
Durch die StdBeldurchfQhrungen ist die Spannfldche auBerdem verklelnert, was diesen Effekt noch verstdrkt. 
Der Aufbau der StdBel als SaugstdBel, der fOr die Funktion dieser Ldsung notwendig Ist, ist auBerdem recht kompliziert und 
erfordert demit elnen hohen Fertlgungsaufwand. 


Zlel der Erfindung 

EelatZielder Erfindung, unkonlrolllerteLageverfinderungen einer auf einer Vakuumspannflfichefestgelegten Halbleiterscheibe 
in einer Vakuumkammer zu vermeiden, urn dio nachfolgende Weiterverarbeitung zu sichem und damit Ausfallzeiten zu 
vermeiden und den Aufbau von Handhabevorrichtungen In derartigen Einrichtungen zu vereinfachen. 


Darlegung dee Weeena der Erfindung 

Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, mit einer Vorrichtung zur Handhabung von Halbleiterscheiben eine Verrlngerung des 
Vakuums auf einer Spannflfiche in Vakuumkammern durch Fremdlufteintritt zu vermeiden und den AnschluB auf elnen AnschluB 
an eine Vakuumquelle zu minimieren. 
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Zur Lflaung der Aufgabenstellung wird davon auegegangen, daB derartlgen Vorrlchtungen mil elnem Qrundgeatell versehen 
a1nd,andemelneHeliplattewaage^ n| u . . M ... 

Selltranaportvorrlchtung aowle elne AbachluBhaube alnd daran Obar d'o Helzplatte achwenkber angelenkt. Die Heliplatte aelbat 
welat Durchgangabohrungen auf, In denen aenkrecht bewegllche Hubetdttel zum Ubernehman der Halblelterachelbe von der 
Selllranaportelnrlchtung aowle zumAnhebenundAbaenkenderaelbonangeordnet alnd. 

Gem as oer Erf Indung wlrd die Aufgabe dadurch get6at, daB elne Hllfakammer unter der Helzplatte luftdlcht an dieae angeflanacht 
let. Dleae Hllfakammar welat an Ihrer Unteraelte elne Offnung auf. In dleaer Offnung 1st elne aenkrechte Hubatange 
Ifingabewegllch angeordnet, die an Ihrem oberen Ende elne StdBelaufnahn.etrfigt. Oleae StdBelaufnahme let mil mlndedtena 
drel aenkrecht atehenden St6Beln vereehen, die durch Jewella elne Durchgangtbohrung In der Helzplatte zu deren Oberflflche 
hlndurchragen und In dleaen Durchgangabohrungen ebenfalla Ifingabewegllch alnd. 

Zwlachen der Unteraelte der St&Betaufnahme und der Hllfakammar Im Berelch Ihrer unteren Offnung lat eln Faltenbalg dlchtend 

Die VarbSndung zu der die Vakuumkammer evakulerenden Vakuumquelle lat dadurch geldat, daft nur die Hllfakammer elne 
1 Verblndungzu dleaer Quelle besltzt. 

In elner gOnatlgen Auageataltung der Erflndung lat die StttBelaufnahme Ober eln Blattfedergelenk mlt der Hllfakammer 

D?e Wlrkungawelae der erf IndungsgemflBen Vorrlchtung lat darln zu aehen, daB elne Halblelterachelbe In herkdmmlicher Welse 
In die Bearbeltungaatatlon tranaportlert wlrd. Danach wlrd die Hubatange nach oben gefahren, wodurch die StdBel die Schelbe 
von der Tranaportvorrl:htung abheben, wodurch dleae nach auBen geachwenkt werden kann. 
Nunmehr wird die AbachluBhaube geachloaaen und begonnen, die damit abgeachloaaene Vakuumkammer Ober die 
Durchgangabohrungen In der Helzplatte und die Hllfakammer zu evakuleren. AnachlleBend wlrd die Hubatange wleder nach 
unten gefahren. Damlt legt slch die Halblelterachelbe auf die He?zplatte auf. Da nunmehr unter der Schelbe abgeaaugt wlrd, lat 
zwlachen der Halblelterachelbe und der ala Vakuumapanntlflche auageblldeten Helzplatte ateta ein geringerer Druck, ala in der 
Vakuumkammer aelbst. Elne LegeverBnderung der Halblelterachelbe (at damit auageachloaaen. 


AuafQhrungabalaplel 

Die Erflndung soil nachstehend anhand dines AusfOhrungabelapleles nfiher erlfiutert werden. 

Die zugehdrige Zelchnung zelgt elnen stliematlalerten Querschnltt durch elne erflndungsgemBBe Vorri ;htung. 

An elnem Qrundgeatell 1 alnd elne Helzplatte 2 waagerecht befeatlgt und elne AnachluGhaube 3 schwenkbar angelenkt. 

Unter der Helzplatte 2 lat elne Hllfakammer 4 dlcht angeflanacht. Dleae Hllfakammer 4 welat an Ihrer Unteraelte elne Offnung 5 

auf, In der elne aenkrechte Hubatange 8 Ifingabewegllch angeordnet lat. Daa obere Ende der Hubatange 6 welat elne 

StdBelaufnahme 7 auf. Daran alnd drel aenkrechte HubatdBel 8 befeatlgt, die durch Jewella elne Durchgangabohrung 9 In der 

Helzplatte 2 bia zur Oberflflche der Helzplatte 2 ragen. 

Zwlachen der Unteraelte der StdBelaufnahme 7 und der Hllfakammer 4 Im Berelch der Offnung 5 lat eln Faltenbalg 10 dlchtend 
angeordnet. 

Qy sr elnen AnschluBatutzen 11 lat die Hllfakammer mlt elnar nlcht dargeatellten Vakuumquelle verbunden. 

Zur alcheren FOhrung der StflBelauf nahme 7 lat dleae Ober eln Blattfedergelenk 1 2 mlt der Hllfakammer 4 verbunden. 

Wlrd nunmehr elne Halblelterachelbe 13 durch elne nlcht dargeatellte Transportvorrlchtung In den Berelch der Helzplatte 2 

gebracht, wlrd dJe Hubatange 6 nach oben gefahren, wodurch alch die HubatdBel 8 aua der Oberflflche der Helzplatte 2 

herausachieben und die Halblelterachelbe 13 von der Tranaportvorrichtung abheben, so daB dieae nach auBen geachwenkt und 

die Ab8chluBhaube 3 in die dargeatellte Lege gebracht werden kann. 

Ober den AnachluBatutzen 13 werden die Hilfskammer 4 und damlt dber die Durchgangabohrungen 9 der ala Vakuumkammer 
wirkende Innenraum der AbachluBhaube 3 evakulert. 

Die Halblelterachelbe 13 wlrd durch Herunterfahren der Hubstange 6 auf die Oberflflche der Helzplatte 2 aufgelegt und somit 
durch daa Vakuum der Hllfakammer4, daa stets elnen nledrlgeren Druck gegenOber dem Vakuum der Vakuumkammer aufweist, 
angeaa jgt und damit featgelegt, wodurch eln Wegschwimmen 8lcher vermleden wlrd. 

Die Erflndung bletet aomlt den Vortell, deB bei alcherer Halterung der Halblelterachelbe 13 kelne SaugatdBel erforderllch alnd, 
wodurch alch der Aufbau der erflndungagemfiBen Vorrlchtung elnfacher geataltet, da eln Andr uck an die Hubat&Bel 8 durch die 
Strdmung der abgeaaugten Gases erfotgt. 

Gleichzeltig wirkt die Hilfskemmer 4 ala Vakuumbausteln und verhlndert damit daa Auftreten schlagartiger Krflfte auf die 
Halblelterachelbe 13. 

Dadurch, dafi die Vakuumkammer glelchzeitig mlt dem Abaenken der Halblelterachelbe 13 evakulert werden kann, wird eine 
TaktzeitverkOrzung ermoglicht. ' 

Elne geaonderte ZufOhrung einea Spannvakuuma wird auBerdem vermleden, wodurch 8ich die Oberflflche der Helzplatte 2 
elnfacher geataltet. 


